MERENI V SEMIKONTAKTNIM REZIMU POMOCI MIKROSKOPU SOLVER
NEXT

Teoreticka ¢ast:

1. Co je podstatou méfeni v Semikontaktnim rezimu. Na kiivce zobrazujici prubéh
silového pilisobeni mezi hrotem a povrchem vzorku v zdvislosti na vzdalenosti hrotu
od povrchu vyznacte oblast, vyuZzivanou pro méfeni v Semikontaktnim rezimu.

Cim je umoznéno ziskat fazovy kontrast pii skenovani v Semikontaktnim rezimu.

3. Uved'te zakladni charakteristiku ramének pouzivanych v Semikontaktnim fezimu.

N

Prakticka ¢ast:

Ukol:

Provedte méfeni praskového materidlu pomoci mikroskopie atomdarnich sil
v semikontaktnim rezimu, Vv modu s konstantni amplitudou.
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Obr. 1 Mikroskop atomarnich sil SOLVER NEXT



M¢rici
prostor

Vysunuta
AFM hlava

Piezo
skener B

Obr. 3 Detail méticiho prostoru



Postup méreni:

Pozn. Postup méfeni je v prvni fazi shodny s postupem méfeni v kontaktnim rezimu.

1. Proved'te zapnuti mikroskopu.

a) Zapni fididi PC.

b) Zapni kontroler SolverNext.

€) Spust fidici program Nova P9. Dochazi k automatické inicializaci ... inicializace
ukoncena jakmile se objevi ,,SPM OK*:
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d) Nyni je mozZno zacit ptipravu pro méfeni ve zvoleném rezimu
2. Zvolte méfici ,,SemiContact rezim
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Po zvgleni tohoto rezimu se provede automafické nastaveni parametrii (nastavi se métici mod
Mag ... v tomto rezimu je sledovan rozkmit faménka a ten je §drZovan na konstantni hodnoté
béhem méfeni, automaticky se nastavi SetPoint na 5.000 ...\udava miru Gtlumu rozkmitu
raménka, rychlost odezvy zpétné vazby je fizena parametrem GAIN piednastavena je hodnota
-4, ¢im je tato hodnota vyssi, tim rychleji reaguje zpétna vazba). Tyto parametry lze
Vv priibéhu méfeni ménit tak, abychom ziskali kvalitni obraz povrchu.

3. Oteviete dvitka mikroskopu stiskem ikony Door.
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4. Zkontrolujte pozici A vy, V piipad¢, ze je ve vysunutém stavu, proved’te jeji
zasunuti kliknutim na ikonu STM AFM.

5. Dale zkontrolujte, jestli je zasunuty skener, v ptfipad¢ ze neni, proved'te jeho zasunuti.
V piipadé, Zze bude vlozen vzorek, jehoz vyska je vétsi nez vyska vzorku, ktery byl
naposledy méfen, doslo by pii vysouvani AFM hlavy ke stietu vzorku a této hlavy.
Zasunuti skeneru proved’te nasledovné:

Stisknutim ikony 1 se inicializuje Menu umoznujici pohyb skeneru v 0se z.
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6. Stisknutim ikony AFM prpved’te vysunuti AFM hlavy.

7. Proved’te vyménu hrotu, gozadejte cviciciho o instruktaz.

8. Proved’te vysunuti skeneru, béhem vysouvani skeneru vizualné kontrolujte vzdalenost
mezi vzorkem a drzdkem hrotu. Kontinualni vysouvani ukoncete jakmile vzdalenost
dosahne cca 2 mm.

9. Stiskem ikony Door (viz. bod 3) zaviete dviika.

10. Proved’te automatické naladéni laseru. Stisknutim ikony Aiming inicializujte okno
zobrazujici stopu odrazeného laseru do detektoru.
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Po vyméné hrotu se nedopadd paprsek LASERU na =~ [EEEEETT =10l
raménko a nemuze byt tedy odrazen do fotodektoru @. e

(objevi se hlaska ,,Laser out of area!*) . Muze se stat, ze Laser out of area! [alg8 0.0
po vyméné hrotu bude odrazeny paprsek dopadat do LF 0.1
fotodetektoru, nicméné aktudlni uspofadani laser - Laser 0.1
raménko — fotodetektor nemusi zajiStovat maximalni
intenzitu odraZzeného paprsku na detektor, proto i v tomto
ptipadé pokracujte v ladéni laseru.




Vlastni naladéni laseru se provede nasledovné:

Stisknéte ikonu Laser/Diode Scan, dojde K inicializaci stejnojmenného okna. Proved’te
proceduru automafické vyhledani laseru stisknutim ikony AutoSearch. Pfistroj sam
ze procedura

automaticky nalezne nejvhodnéjsi prostorovou konfiguraci.

AutoSearch selze,

ova P9
File VYiew Tools Help [GELETES

fivolejte cviciciho.

‘ SermiCantack ',i Mag IVIU-D4 ISetF‘nmtS_DDD P

o IEaln faon 3T

ripadg,

=i

| P |of 5 e [ 000 3|

d |
B L - - = = g e
Data Osciloscope Scheme ing Resonance  Appraach Scanning Curves Litho Thermo Indenter
MDnnr ELUR AL LU _.: | * & I-;'_ +<§+| @ﬂ | $H| = H W SPMOKk  SPMInt | DeviceParams
——— (ol x|
Flle View (B Laser Aiming _10] x|
L feer
PR P | e A »@Q B+ ¥ L2 G| T T 0D
Laser out of area! {slg8 0.0
@ . Laser scan
e AMN9 a S z LF 0.1
nikrol: N L 0 1
aser b
L]
r~Scan Setting:
Resolution [Foirts, Lines]:  [40 20
Measurert signal : 16-laser ¥ °
rotatusilaser———————— g
Status [%,¥]:  |Ready [peady
Posiion [%,7]:  [80.526 [z63.69+4 - ser A g [m
&
tatus : Photadiod!
Status [2,Y]:  [Ready Fready . DFL 0.0
Postion [%,]:  [248.060 [375.925 LF 01
2 Laser  30.0

600 X

I~ Profile

A

/

Po uspésné provedeném naladéni bude okno Laser Aiming vypadat nasledovné.



11. Proved'te automatické rozkmitani raménka a nalezeni rezonanéni frekvence. Ovladaci
okno vyvolejte stiskem ikony Resonance. Stisknéte zelené tladitko Run, provede se
automatické nalezeni a oznaceni rezénancni frekvence. V zavéru uved’te osobni zkuSenost

S automatickym vyhledanim a
systémem EXPLORER™).
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12. Aktivujte zpétnou vazbu.
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PIn¢ Cervené vybarvené pole signalizuje maximalni vysunuti skeneru v ose z.
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13. Pomoci procedury Approach proved'te automatické dosednuti hrotu k povrchu s utlumem
Magnitudy definovanow\ hodnotou ,,SetPoint“. Stisknéte tlacitko Landing a pozorujte
prabéh signalu ,,Mag®.
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V nékterych pfipadech mize signal ,,Mag* vykazovat znacné zaSuméni. Pfednastavenou
hodnotu Gain = -4, snizujte tak dlouho, dokud signal nebude vyhlazen.
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Dosednuti hrotu na povrch vzorku se rovnéz projevi na ukazateli prodlouZeni skeneru.
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14. Stiskem ikony Scanning vyvolejte okno pro méteni.
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Dale stiskem ikony Area Select vyvolejte okno ScanArea a zvolte velikost plochy, ktera bude
skenovana. V poli ,,Area* zadejte rozsah 50 x 50 pm.

15. Nyni Ize zacit méfit. Méteni spustite stiskem ikony ,,Run®. Proved’te skenovani pfi tfech
zveétSenich (50 x 50, 20 x 20 a 5 x 5 pum). V pribeéhu skenovani testujte nejvhodné;si
kombinaci parametri ,,SetPoint®, ,,Gain“ a ,,Rate*. V zavéru diskutujte jak zména téchto
parametrl ovlivnila kvalitu ziskanych obrazki. Po nalezeni optimalni kombinace

proved'te skenovani za téchto podminek.




16. Po provedeni méfeni ulozte ziskané snimky do adreséaie oznaceném cCislem Vasi skupiny.
Vypnéte zpétnou vazbu.
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17. Proved’te oddaleni hrotu od povrchu, odpovidajici okno vyvolate postupem uvedenym
v odstavci 13.
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Vysledky:

e pomoci software Gwidion proved’'te vyhodnoceni namétenych dat,

e provedte analyzu profilu ve vybranych castech snimkl. Proved’te méfeni vzdalenosti
periodicky se opakujicich ¢asti povrchu, proved’te méteni vysek,

e méfeni provedte pro vSechna zvétSeni, namefené hodnoty usporadejte piehledné do
tabulky, uved’te primérné hodnoty ziskanych rozmért,

e diskutujte mozné odchylky mezi témito parametry v disledku zmény zvétSent,

e snimky topografie uved’te rovnéz ve formatu 3D,

o diskutujte snimek ziskany v rezimu fazového kontrastu.
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